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摘要(译)

本发明提供超声波观测装置、超声波观测装置的工作方法以及超声波观
测装置的工作程序。本发明所涉及的超声波观测装置具备：特征量计算
部，其分别计算通过对超声波信号的频率进行分析而得到的多个频谱的
特征量；衰减率设定部，其针对将超声波图像分割为多个区域得到的各
分割区域，使用赋予互不相同的衰减特性的、多个每单位长度和每单位
频率的衰减率候选值中的每个衰减率候选值，来对各频谱的特征量实施
用于排除超声波的影响的衰减校正，由此针对每个衰减率候选值计算的
各频谱的预备校正特征量，设定多个衰减率候选值中的对于所述观测对
象而言最佳的衰减率；以及特征量校正部，其使用超声波振子的表面与
采样点之间存在的分割区域的最佳的衰减率，来计算采样点处的每单位
频率的累积衰减率，使用该累积衰减率来进行特征量的衰减校正，由此
计算校正特征量。
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